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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　昇降可能であると共に上昇されたときに基板の下面に当接して前記基板を搬送するコン
ベヤ部を有し、前記基板を枚葉搬送するメインコンベヤと、
　昇降可能であると共に上昇されたときに基板の下面に当接して前記基板を搬送するコン
ベヤ部を有し、前記メインコンベヤに対して水平分岐する分岐コンベヤと、
　前記基板の進行方向に対する向きが変化しないように前記基板を昇降させることなく水
平に回動させながら、前記メインコンベヤから前記分岐コンベヤあるいは前記分岐コンベ
ヤから前記メインコンベヤに前記基板の受け渡しを行う基板受渡部と、
　を備え、
　前記基板受渡部によって前記基板が回動されているときに前記メインコンベヤの前記コ
ンベヤ部と前記分岐コンベヤのコンベヤ部とが下降されていることを特徴とする基板搬送
装置。
【請求項２】
　前記基板受渡部は、
　前記基板の外縁を把持するヘッド部と、
　該ヘッド部を所定の回動軸を中心として水平に回動する駆動部と、
　前記ヘッド部に一端が接続されるとともに前記駆動部に他端部が接続されるアーム部と
、
　を備えることを特徴とする請求項１記載の基板搬送装置。
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【請求項３】
　前記基板受渡部による前記基板の受け渡しの間に前記基板を下方から支持する支持手段
を備えることを特徴とする請求項１または２記載の基板搬送装置。
【請求項４】
　前記支持手段は、圧縮空気を用いて前記基板を浮上支持することを特徴とする請求項３
記載の基板搬送装置。
【請求項５】
　基板をメインコンベヤにより枚葉搬送し、
　前記メインコンベヤ上の前記基板を、前記メインコンベヤに対して水平分岐する分岐コ
ンベヤに前記基板の進行方向に対する向きが変化しないようかつ昇降させることなく水平
に回動させながら受け渡しを行い、
　前記メインコンベヤに設けられ、昇降可能であると共に上昇されたときに基板の下面に
当接して前記基板を搬送するコンベヤ部と、前記分岐コンベヤに設けられ、昇降可能であ
ると共に上昇されたときに基板の下面に当接して前記基板を搬送するコンベヤ部と、が下
降されているときに前記基板を回動させる
　ことを特徴とする基板搬送方法。
【請求項６】
　メインコンベヤに対して水平分岐する分岐コンベヤの基板を、前記メインコンベヤに前
記基板の進行方向に対する向きが変化しないようかつ昇降させることなく水平に回動させ
ながら受け渡しを行い、
　前記メインコンベヤに設けられ、昇降可能であると共に上昇されたときに基板の下面に
当接して前記基板を搬送するコンベヤ部と、前記分岐コンベヤに設けられ、昇降可能であ
ると共に上昇されたときに基板の下面に当接して前記基板を搬送するコンベヤ部と、が下
降されているときに前記基板を回動させることを特徴とする基板搬送方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば半導体ウエハやフラットパネルディスプレイ用ガラスプレート等の基
板を枚葉搬送するための基板搬送装置及び基板搬送方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置を製造する工場や、液晶装置、ＰＤＰ、ＥＬ装置等のフラットパネルディス
プレイを製造する工場等に設置される基板搬送装置においては、半導体ウエハやガラスプ
レート等の基板を搬送し、ローダやロボットアーム等を用いて、薄膜形成装置、エッチン
グ装置、試験装置等の各種処理装置と、搬送経路との間で基板の受け渡しが行われている
。このような基板搬送装置では、基板は、基板を複数枚収容可能なカセットに収容された
状態で搬送されるのが一般的である（特許文献１参照）。
【０００３】
　さて、近年は、液晶テレビ等のフラットパネルディスプレイの大画面化に伴って、基板
が大型化している。例えば、ガラスプレートに関しては、１８７０ｍｍ×２２００ｍｍ（
第７世代）から、更に大きなサイズへと大型化が進展している。このため、基板を収容す
るカセット等も大型化・重量化し、搬送速度が低下することで、例えば仕掛在庫の増大を
招く等、効率的な搬送が困難になりつつある。
　このため、基板を一枚ずつ高速に搬送する枚葉搬送が注目されている（特許文献１参照
）。
【特許文献１】特開平９－５８８４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、基板が枚葉搬送される場合には、カセットによって搬送する場合と比較
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して搬送する個体数が増加する。このため、従来と同等もしくはそれ以上の処理速度を実
現するためには、より基板を高速搬送する必要がある。
　特に、メインコンベヤと、このメインコンベヤと水平分岐する分岐コンベヤとの間にお
ける基板の受け渡し速度は、基板の高速搬送を実現させるにあたって非常に重要となって
くる。このため、メインコンベヤと分岐コンベヤ間における基板の受け渡し速度を向上さ
せる技術が望まれている。
【０００５】
　また、ガラスプレートを枚葉搬送する基板搬送装置では、メインコンベヤと分岐コンベ
ヤとの間において、進行方向に対する向きを変化させることなく基板を受け渡す必要が出
てくる場合がある。
　基板をカセットに収納して搬送する従来の基板搬送装置では、例えば、メインコンベヤ
から分岐コンベヤに、進行方向に対する向きを変化させることなく基板を受け渡す場合に
は、メインコンベヤ上を搬送されるカセットの搬送を一旦停止し、カセットを回動させた
後に分岐コンベヤに受け渡している。
　ところが、基板を枚葉搬送する基板搬送装置において、同様の方法にて基板の受け渡し
を行うと、基板の搬送を停止する工程と停止された基板を分岐コンベヤに受け渡す工程と
を行う必要があることから、メインコンベヤと分岐コンベヤ間における基板の受け渡しに
時間がかかる。
【０００６】
　本発明は、上述する問題点に鑑みてなされたもので、基板の進行方向を変化させること
なくメインコンベヤと分岐コンベヤとの間にて基板を受け渡す場合において、メインコン
ベヤと分岐コンベヤ間における基板の受け渡し速度を向上させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明の基板搬送装置は、基板を枚葉搬送するメインコン
ベヤと、上記メインコンベヤに対して水平分岐する分岐コンベヤと、上記基板の進行方向
に対する向きが変化しないように上記基板を水平に回動させながら、上記メインコンベヤ
から上記分岐コンベヤあるいは上記分岐コンベヤから上記メインコンベヤに上記基板の受
け渡しを行う基板受渡部と、を備えることを特徴とする。
【０００８】
　このような特徴を有する本発明の基板搬送装置によれば、上記メインコンベヤから上記
分岐コンベヤあるいは上記分岐コンベヤから上記メインコンベヤへの基板の受け渡しの際
に、基板受渡部によって、基板の進行方向に対する向きが変化しないように基板が水平に
回動されながら基板の受け渡しが行われる。
【０００９】
　また、本発明の基板搬送装置においては、上記基板受渡部が、上記基板の外縁を把持す
るヘッド部と、該ヘッド部を所定の回動軸を中心として水平に回動する駆動部と、上記ヘ
ッド部に一端が接続されるとともに上記駆動部に他端部が接続されるアーム部と、を備え
るという構成を採用することができる。
【００１０】
　また、本発明の基板搬送装置においては、上記基板受渡部による上記基板の受け渡しの
間に上記基板を下方から支持する支持手段を備えるという構成を採用することができる。
【００１１】
　また、本発明の基板搬送装置においては、上記支持手段が、圧縮空気を用いて上記基板
を浮上支持するという構成を採用することができる。
【００１２】
　次に、本発明の基板搬送方法は、基板をメインコンベヤにより枚葉搬送し、上記メイン
コンベヤ上の上記基板を、上記メインコンベヤに対して水平分岐する分岐コンベヤに上記
基板の進行方向に対する向きが変化しないように上記基板を水平に回動させながら受け渡
しを行うことを特徴とする。
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【００１３】
　このような特徴を有する本発明の基板搬送方法によれば、基板の進行方向に対する向き
が変化しないように基板が水平に回動されながら、メインコンベヤから分岐コンベヤに受
け渡される。
【００１４】
　次に、本発明の基板搬送方法は、メインコンベヤに対して水平分岐する分岐コンベヤの
基板を、上記メインコンベヤに上記基板の進行方向に対する向きが変化しないように上記
基板を水平に回動させながら受け渡しを行うことを特徴とする。
【００１５】
　このような特徴を有する本発明の基板搬送方法によれば、基板の進行方向に対する向き
が変化しないように基板が水平に回動されながら、分岐コンベヤからメインコンベヤに受
け渡される。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、基板の進行方向に対する向きが変化しないように基板が水平に回動さ
れながら、メインコンベヤから分岐コンベヤあるいは分岐コンベヤからメインコンベヤに
受け渡される。このため、メインコンベヤあるいは分岐コンベヤ上において基板を停止さ
せる必要はなく、基板の受け渡しを高速に行うことができる。
　したがって、本発明によれば、基板の進行方向を変化させることなくメインコンベヤと
分岐コンベヤとの間にて基板を受け渡す場合において、メインコンベヤと分岐コンベヤ間
における基板の受け渡し速度を向上させることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して、本発明に係る基板搬送装置及び基板搬送方法の一実施形態につ
いて説明する。なお、以下の図面において、各部材を認識可能な大きさとするために、各
部材の縮尺を適宜変更している。
【００１８】
（第１実施形態）
　図１は、本第１実施形態に係る基板搬送装置１を示す模式図である。
　基板搬送装置１は、液晶装置、ＰＤＰ、ＥＬ装置等のフラットパネルディスプレイを製
造する工場において、ガラスプレートＰを一枚づつ枚葉搬送する装置であって、メインコ
ンベヤ１０と、メインコンベヤ１０に対して水平分岐する複数の分岐コンベヤ２０と、メ
インコンベヤ１０と分岐コンベヤ２０との間においてガラスプレートＰの受け渡しを行う
プレート受渡部４０と、これらを統括的に制御する不図示の制御部等を備えている。
【００１９】
　メインコンベヤ１０は、ガラスプレートＰを水平に載置しつつ、その表面沿った方向に
、一定速度で搬送する装置であって、ガラスプレートＰを空気により浮上させて非接触支
持するエア浮上ユニット１２（支持手段）とコンベヤ部１５等から構成される（図２及び
図３参照）。このように、本実施形態においては、本発明における支持手段の機能がメイ
ンコンベヤ１０の一部に組み込まれている。
　メインコンベヤ１０は、工場のクリーンルーム内の床面に略直線状に配置される。そし
て、メインコンベヤ１０の複数箇所には、分岐コンベヤ２０の一端がメインコンベヤ１０
に対して略直交かつ水平に連結される。
【００２０】
　分岐コンベヤ２０は、メインコンベヤ１０と同様に、ガラスプレートＰを水平に載置し
つつ、その表面沿った方向に一定速度で搬送する装置であって、エア浮上ユニット１２（
支持手段）と、コンベヤ部１５等から構成される。このように、本実施形態においては、
本発明における支持手段の機能が分岐コンベヤ２０の一部にも組み込まれている。
【００２１】
　分岐コンベヤ２０の他端側には、薄膜形成装置５、エッチング装置６、試験装置７等の
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各種処理装置が配置・連結されている。薄膜形成装置５、エッチング装置６、試験装置７
等の各種処理装置には、それぞれ２つの分岐コンベヤ２０が平行配置されている。
　例えば、薄膜形成装置５に連結する分岐コンベヤ２１，２２（分岐コンベヤ２０）のう
ち、分岐コンベヤ２１は、ガラスプレートＰを薄膜形成装置５に搬入するためのコンベヤ
であり、分岐コンベヤ２２は、ガラスプレートＰを薄膜形成装置５から搬出するためのコ
ンベヤである。
　同様に、分岐コンベヤ２３，２５（分岐コンベヤ２０）は、エッチング装置６、試験装
置７にガラスプレートＰを搬入するためのコンベヤであり、分岐コンベヤ２４，２６（分
岐コンベヤ２０）は、エッチング装置６、試験装置７からガラスプレートＰを搬出するた
めのコンベヤである。
　なお、各種処理装置にガラスプレートＰを搬入する分岐コンベヤ２１，２３，２５は、
各種処理装置からガラスプレートＰを搬出する分岐コンベヤ２２，２４，２６に対して、
メインコンベヤ１０の上流側に配置される。
【００２２】
　プレート受渡部４０は、各処理装置にガラスプレートＰを搬入する分岐コンベヤ２１，
２３，２５に対してメインコンベヤ１０の上流側、及び、各種処理装置からガラスプレー
トＰを搬出する分岐コンベヤ２２，２４，２６に対してメインコンベヤ１０の下流側の各
々に設置されている。
　これらのプレート受渡部４０は、ガラスプレートＰの進行方向に対する向きが変化しな
いようにガラスプレートＰを水平に回動させながら、メインコンベヤ１０から分岐コンベ
ヤ２０あるいは分岐コンベヤ２０からメインコンベヤ１０にガラスプレートＰの受け渡し
を行うものである。
【００２３】
　図２は、メインコンベヤ１０の詳細構成を示す図である。
　メインコンベヤ１０は、上述したように、ガラスプレートＰを空気により浮上させつつ
、水平方向の一方向に搬送する装置であり、エア浮上ユニット１２とコンベヤ部１５等を
複数備えている。
【００２４】
　エア浮上ユニット１２は、平面状の上面を備えた部材であって、この上面（載置面）に
は圧縮空気を噴出する複数の流体噴出孔１３が略均等な配置密度で形成されている。エア
浮上ユニット１２は、平面視矩形状に形成され、その長手方向がガラスプレートＰの搬送
方向に一致するように設けられている。また、エア浮上ユニット１２の短手方向（幅方向
）は、ガラスプレートＰの幅方向（搬送方向に直交する方向）よりもやや狭く形成されて
いる。
【００２５】
　そして、不図示の圧縮空気供給装置からエア浮上ユニット１２に圧縮空気が供給される
ことにより、圧縮空気が各流体噴出孔１３から噴出するようになっている。これにより、
エア浮上ユニット１２上に載置されたガラスプレートＰを各流体噴出孔１３から噴出する
圧縮空気により浮上させて、非接触に支持可能となっている。
【００２６】
　コンベヤ部１５は、複数のローラ１６と、この複数のローラ１６の周りに取り付けられ
たベルト１７を備えている。また、ベルト１７の表面には、複数の突起１８がベルト１７
の長手方向（メインコンベヤ１０の搬送方向）に均等な間隔で設けられている。
　コンベヤ部１５は、エア浮上ユニット１２の両側に、ガラスプレートＰの搬送方向に沿
って配置されている。そして、一対のコンベヤ部１５の配置間隔（距離）は、ガラスプレ
ートＰの幅方向と略同一となっている。
【００２７】
　コンベヤ部１５の各ローラ１６の上端は同一水平面に位置するように配置され、これに
よりベルト１７の表面に設けられた突起１８がエア浮上ユニット１２の上面よりも僅かに
上方に位置するように配置される。そして、突起１８がエア浮上ユニット１２上に載置さ
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れたガラスプレートＰの下面の外縁（幅方向の両端側）に当接するようになっている。
　コンベヤ部１５の各ローラ１６は、不図示のモータ等によって同一の回転速度で同一方
向に回転するようになっている。これにより、ガラスプレートＰをエア浮上ユニット１２
により非接触に支持しつつ、コンベヤ部１５によってエア浮上ユニット１２に沿って搬送
することが可能となっている。
【００２８】
　また、コンベヤ部１５は、不図示の昇降装置により、上下方向に移動可能に構成されて
いる。
　コンベヤ部１５を昇降装置により上昇させた場合には、各突起１８がエア浮上ユニット
１２の上面よりも僅かに上方に位置するようになる。この場合には、コンベヤ部１５の突
起１８がガラスプレートＰの下面に当接し、ガラスプレートＰを搬送できる。
　一方、コンベヤ部１５を下降させた場合には、各突起１８がエア浮上ユニット１２の上
面よりも下方に位置するようになる。この場合には、コンベヤ部１５（各突起１８）がガ
ラスプレートＰから離間して、ガラスプレートＰはエア浮上ユニット１２上で完全に非接
触支持された状態となる。したがって、ガラスプレートＰに外力が加わらない限り、ガラ
スプレートＰはエア浮上ユニット１２上で停止した状態で保持される。
【００２９】
　そして、メインコンベヤ１０は、エア浮上ユニット１２とコンベヤ部１５とを、複数連
結して構成されている。すなわち、各エア浮上ユニット１２と各コンベヤ部１５が互いに
近接して、水平方向に並べて配置される。この際、各エア浮上ユニット１２の上面（載置
面）は、同一水平面に位置するように調整される。
【００３０】
　また、分岐コンベヤ２０もメインコンベヤ１０が備えるエア浮上ユニット１２とコンベ
ヤ部１５とによって構成されている。なお、図１に示すように、本実施形態においては、
分岐コンベヤ２０は、単一のエア浮上ユニット１２と、該エア浮上ユニット１２を挟んで
配置される２つのコンベヤ部１５によって構成されているが、さらに複数のエア浮上ユニ
ット１２及びコンベヤ部１５によって構成されても良い。
【００３１】
　図３は、メインコンベヤ１０と分岐コンベヤ２１との分岐部分の構成を示す図である。
　この図に示すように、分岐コンベヤ２１に対するメインコンベヤ１０の上流側には、プ
レート受渡部４０が設置されている。
【００３２】
　プレート受渡部４０は、アーム部４１と、ヘッド部４２と、モータ４３（駆動部）とを
備えている。
　アーム部４１は、一端がヘッド部４２に接続されるとともに他端がモータ４３と接続さ
れており、水平に設置されている。
　ヘッド部４２は、ガラスプレートＰの外縁部分、具体的には、ガラスプレートＰの幅方
向の一辺付近を把持可能に構成されている。ガラスプレートＰの側面を吸着保持すること
によってガラスプレートＰを把持してもよいし、ガラスプレートＰの上面と下面を挟持す
ることによってガラスプレートＰを把持してもよい。
　モータ４３は、鉛直な回動軸Ｌを中心としてヘッド部４２を水平に回動するものであり
、アーム部４１を介してヘッド部４２を図３に示す矢印方向（及び逆矢印方向）に回動す
る。
【００３３】
　そして、このような構成を有するプレート受渡部４０によって、メインコンベヤ１０上
のガラスプレートＰが、ガラスプレートＰの進行方向に対する向きが変化しないように回
動しながら分岐コンベヤ２０に受け渡される。
【００３４】
　なお、分岐コンベヤ２３，２５に対するメインコンベヤ１０の上流側に設置されるプレ
ート受渡部４０も同様の構成を有しており、メインコンベヤ１０上のガラスプレートＰを
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、ガラスプレートＰの進行方向に対する向きが変化しないように回動しながら分岐コンベ
ヤ２０に受け渡す。
　また、分岐コンベヤ２２，２４，２６に対するメインコンベヤ１０の下流側に設置され
るプレート受渡部４０も、図３に示すプレート受渡部４０と同様の構成を有しているが、
分岐コンベヤ２０上のガラスプレートＰを、ガラスプレートＰの進行方向に対する向きが
変化しないように回動しながらメインコンベヤ１０に受け渡す点において、図３に示すプ
レート受渡部４０と異なる。　
【００３５】
　次に、基板搬送装置１の動作（基板搬送方法）について説明する。
　図４を参照して、メインコンベヤ１０上を搬送されるガラスプレートＰを分岐コンベヤ
２０に受け渡す場合（分岐コンベヤ２１，２３，２５に対してメインコンベヤ１０の上流
側に設置されるプレート受渡部４０の動作）について説明する。
【００３６】
　まず、メインコンベヤ１０及び分岐コンベヤ２０の各エア浮上ユニット１２に圧縮空気
を供給して、各流体噴出孔１３から圧縮空気を噴出させる。また、コンベヤ部１５を駆動
して、各ローラ１６を一定の回転速度で回転させる。この際、各コンベヤ部１５を不図示
の昇降装置により上昇させておく。
　そして、メインコンベヤ１０の上流側において、ガラスプレートＰを一枚づつ載置する
ことにより、ガラスプレートＰは枚葉搬送される。
【００３７】
　そして、図４（ａ）に示すように、メインコンベヤ１０上のガラスプレートＰが、プレ
ート受渡部４０のヘッド部４２の届く位置まで移動すると、プレート受渡部４０のヘッド
部４２が分岐コンベヤ２０の一端まで移動して、メインコンベヤ１０上のガラスプレート
Ｐの外縁を把持する。その後、メインコンベヤ１０及び分岐コンベヤ２０のコンベヤ部１
５は、不図示の昇降装置により下降する。この際、ガラスプレートＰは、各エア浮上ユニ
ット１２の各流体噴出孔１３から噴出される圧縮空気によって浮上支持される。
　そして、図４（ｂ）及び図４（ｃ）に示すように、ガラスプレートＰを把持するヘッド
部４２が、モータ４３によってアーム部４１を介して水平面内において回動されることに
よって、ガラスプレートＰはメインコンベヤ１０上から分岐コンベヤ２０上に搬送される
。この際、ガラスプレートＰの進行方向が、メインコンベヤ１０の進行方向から、分岐コ
ンベヤ２１，２３，２５の進行方向に変化するが、ガラスプレートＰが回動されるため、
ガラスプレートＰの進行方向に対する先頭は変化しない。
　すなわち、本実施形態の基板搬送装置１によれば、メインコンベヤ１０上のガラスプレ
ートＰは、ガラスプレートＰの進行方向に対する向きが変化しないように水平に回動され
ながら分岐コンベヤ２０に受け渡される。
　なお、本実施形態においては、ヘッド部４２がコンベヤ部１５の回転方向と同じ方向に
移動できない構成であるため、ガラスプレートＰとコンベヤ部１５とが擦れることを防止
するために、ガラスプレートＰの外縁を把持する際にコンベヤ部１５の駆動を停止した方
が好ましい。しかしながら、ガラスプレートＰとコンベヤ部１５とが擦れないように出来
る場合（例えば、ヘッド部４２がガラスプレートＰを把持すると同時にコンベヤ部１５を
下降することができる場合、コンベヤ部１５を下降してからヘッド部４２がガラスプレー
トＰを把持することができる場合、ヘッド部がコンベヤ部１５の回転方向と同じ方向に移
動可能な場合等）には、必ずしもガラスプレートＰの外縁を把持する際にコンベヤ部１５
の駆動を停止する必要はない。
【００３８】
　そして、図４（ｄ）に示すように、ガラスプレートＰが分岐コンベヤ２０上に搬送され
ると、再びメインコンベヤ１０及び分岐コンベヤ２０のコンベヤ部１５は、不図示の昇降
装置により上昇する。その後、プレート受渡部４０のヘッド部４２によるガラスプレート
Ｐの把持が解除されることで、ガラスプレートＰは分岐コンベヤ２０により、メインコン
ベヤ１０から離間する方向に搬送される。
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　なお、本実施形態においては、ヘッド部４２によるガラスプレートＰの把持を解除する
際にも、上述したガラスプレートＰの外縁を把持する際と同様に、ガラスプレートＰとコ
ンベヤ部１５とが擦れることを防止するために、コンベヤ部１５の駆動を停止した方が好
ましい。
【００３９】
　なお、ガラスプレートＰは、分岐コンベヤ２０により搬送されて、薄膜形成装置５、エ
ッチング装置６、試験装置７等の各種処理装置に受け渡される。
なお、各処理装置（薄膜形成装置５、エッチング装置６、試験装置７等）に受け渡された
ガラスプレートＰは、各処理装置において所定の処理が施された後に、各処理装置の外部
に搬出される。
【００４０】
　次に、図５を参照して、ガラスプレートＰを分岐コンベヤ２０からメインコンベヤ１０
に受け渡す場合（分岐コンベヤ２２，２４，２６に対してメインコンベヤ１０の下流側に
設置されるプレート受渡部４０の動作）について説明する。
　ガラスプレートＰを分岐コンベヤ２０からメインコンベヤ１０に受け渡す動作は、ガラ
スプレートＰをメインコンベヤ１０から分岐コンベヤ２０に受け渡す動作を略反転させた
ものである。
【００４１】
　まず、メインコンベヤ１０及び分岐コンベヤ２０の各エア浮上ユニット１２に圧縮空気
を供給して、各流体噴出孔１３から圧縮空気を噴出させる。また、コンベヤ部１５を駆動
して、各ローラ１６を一定の回転速度で回転させる。この際、コンベヤ部１５を不図示の
昇降装置により上昇させておく。
【００４２】
　次に、ガラスプレートＰが薄膜形成装置５、エッチング装置６、試験装置７等の各種処
理装置から分岐コンベヤ２０に受け渡される。ガラスプレートＰは分岐コンベヤ２０によ
り搬送されて、プレート受渡部４０のヘッド部４２が届く位置まで移動する。そして、プ
レート受渡部４０のヘッド部４２が分岐コンベヤ２０上のガラスプレートＰの外縁を把持
する。その後、メインコンベヤ１０及び分岐コンベヤ２０のコンベヤ部１５は、不図示の
昇降装置により下降する。この際、ガラスプレートＰは、各エア浮上ユニット１２の各流
体噴出孔１３から噴出される圧縮空気によって浮上支持される。
　そして、図５（ｂ）及び図５（ｃ）に示すように、ガラスプレートＰを把持するヘッド
部４２が、モータ４３によってアーム部４１を介して水平面内において回動されることに
よって、ガラスプレートＰは分岐コンベヤ２０上からメインコンベヤ１０上に搬送される
。この際、ガラスプレートＰの進行方向が、分岐コンベヤ２２，２４，２６の進行方向か
ら、メインコンベヤ１０の進行方向に変化するが、ガラスプレートＰが回動されるため、
ガラスプレートＰの進行方向に対する先頭は変化しない。
　すなわち、本実施形態の基板搬送装置１によれば、分岐コンベヤ２０上のガラスプレー
トＰは、ガラスプレートＰの進行方向に対する向きが変化しないように水平に回動されな
がらメインコンベヤ１０に受け渡される。
【００４３】
　以上説明したように、本実施形態に係る基板搬送装置１は、ガラスプレートＰを枚葉搬
送するメインコンベヤ１０と、メインコンベヤ１０に対して水平分岐する分岐コンベヤ２
０と、ガラスプレートＰの進行方向に対する向きが変化しないようにガラスプレートＰを
水平に回動させながら、メインコンベヤ１０から分岐コンベヤ２０あるいは分岐コンベヤ
２０からメインコンベヤ１０にガラスプレートＰの受け渡しを行うプレート受渡部４０と
、を備える。
　このような本実施形態に係る基板搬送装置１及び基板搬送方法によれば、ガラスプレー
トＰの進行方向に対する向きが変化しないようにガラスプレートＰが水平に回動されなが
ら、メインコンベヤ１０から分岐コンベヤ２０あるいは分岐コンベヤ２０からメインコン
ベヤ１０に受け渡される。このため、ガラスプレートＰの進行方向に対する向きを合わせ
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るためにメインコンベヤ１０あるいは分岐コンベヤ２０上においてガラスプレートＰを停
止させる必要はなく、ガラスプレートＰの受け渡しを高速に行うことができる。
　したがって、本実施形態に係る基板搬送装置１及び基板搬送方法によれば、ガラスプレ
ートＰの進行方向を変化させることなくメインコンベヤ１０と分岐コンベヤ２０との間に
てガラスプレートＰを受け渡す場合において、メインコンベヤ１０と分岐コンベヤ２０間
におけるガラスプレートＰの受け渡し速度を向上させることが可能となる。
【００４４】
　また、本実施形態に係る基板搬送装置１においては、圧縮空気を噴出する各エア浮上ユ
ニット１２を用いてメインコンベヤ１０と分岐コンベヤ２０との間で受け渡されるガラス
プレートＰを下方から支持した。
　このように、受け渡しの際にガラスプレートＰを下方から支持することによって、ガラ
スプレートＰが撓むことを抑止することが可能となる。
　また、圧縮空気を用いてガラスプレートＰを浮上支持することによって、ガラスプレー
トＰが、摩擦抵抗が無いに等しい状態で、メインコンベヤ１０と分岐コンベヤ２０との間
において受け渡される。このため、受け渡し速度を高速化した場合であっても、衝撃が加
わることによるガラスプレートＰの損傷が生じない。
【００４５】
（第２実施形態）
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。なお、本第２実施形態の説明において
、上記第１実施形態と同様の部分については、その説明を省略あるいは簡略化する。
【００４６】
　図６は、本実施形態の基板搬送装置における、メインコンベヤ１０と分岐コンベヤ２１
との分岐部分の構成を示す図である。この図に示すように、本実施形態においては、メイ
ンコンベヤ１０及び分岐コンベヤ２１が、上記第１実施形態におけるエア浮上ユニット１
２の替わりに、球状フリーローラ３００（支持手段）が複数配列されたフリーローラユニ
ット２００を備えて構成されている。
【００４７】
　このような構成を有する本実施形態の基板搬送装置によれば、メインコンベヤ１０と分
岐コンベヤ２０との間でガラスプレートＰの受け渡しを行う際に、ガラスプレートＰが球
状フリーローラ３００によって下方から支持される。
　したがって、本実施形態の基板搬送装置によっても、上記第１実施形態の基板搬送装置
１と同様に、メインコンベヤ１０と分岐コンベヤ２０との間でガラスプレートＰの受け渡
しを行う際にガラスプレートＰが撓むことを抑止することができる。
【００４８】
　なお、上述した実施の形態において示した各構成部材の諸形状や組み合わせ、又は動作
手順等は一例であって、本発明の主旨から逸脱しない範囲において設計要求等に基づき種
々変更可能である。
【００４９】
　例えば、上記実施形態においては、メインコンベヤ１０と分岐コンベヤ２０とが直角に
配置される構成について説明した。しかしながら、本発明はこれに限定されるものではな
く、メインコンベヤ１０と分岐コンベヤ２０とが異なる角度で配置される構成に適用する
こともできる。
【００５０】
　また、上記実施形態においては、コンベヤ部１５が、不図示の昇降装置により下降する
ことによって、メインコンベヤ１０と分岐コンベヤ２０との間においてガラスプレートＰ
を受け渡す場合に、ガラスプレートＰがコンベヤ部１５と接触することを防止することが
できる構成とした。しかしながら、本発明はこれに限るものではなく、コンベヤ部１５が
下降する替わりに、エア浮上ユニット１２が上昇することによって、ガラスプレートＰと
コンベヤ部１５とが接触することを防止しても構わない。この場合には、受け渡し側のコ
ンベヤのエア浮上ユニット１２上面は、上昇された後のエア浮上ユニット１２の上面と面
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【００５１】
　上記実施形態においては、ガラスプレートＰを枚葉搬送する場合について説明したが、
これに限らない。例えば、半導体ウエハ等の薄い板状部材であればよい。
【００５２】
　上述した実施形態においては、分岐コンベヤ２０の他端側に、薄膜形成装置５、エッチ
ング装置６、試験装置７等の各種処理装置を配置・連結する場合について説明したが、こ
れに限らない。分岐コンベヤ２０の下流側（他端側）に、更に分岐コンベヤ２０が連結さ
れる場合であってもよい。
　また、薄膜形成装置５、エッチング装置６、試験装置７等の各種処理装置の他、ガラス
プレートＰ等の基板を複数一時的に保存するストッカを配置してもよい。
【００５３】
　上述した実施形態においては、薄膜形成装置５、エッチング装置６、試験装置７等の各
種処理装置に、ガラスプレートＰを搬入する分岐コンベヤ２１，２３，２５とガラスプレ
ートＰを搬出する分岐コンベヤ２２，２４，２６を配置する場合について説明したが、こ
れに限らない。一つの分岐コンベヤ２０が、ガラスプレートＰを搬入・搬出を行う場合で
あってもよい。
【００５４】
　また、上記第１実施形態においては、圧縮空気を用いてガラスプレートＰを浮上支持す
る場合について説明したが、これに限らない。例えば、空間を伝播する振動波をガラスプ
レートＰに付与することによってガラスプレートＰを浮上支持させてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の第１実施形態に係る基板搬送装置１を示す模式図である。
【図２】メインコンベヤ１０の詳細構成を示す図である。
【図３】分岐コンベヤ２０のプレート引渡部４０との分岐部分の構成を示す図である。
【図４】本発明の第１実施形態に係る基板搬送装置１の動作（ガラスプレートＰをメイン
コンベヤ１０から分岐コンベヤ２０に引き込む場合）を示す図である。
【図５】基本発明の第１実施形態に係る板搬送装置１の動作（ガラスプレートＰを分岐コ
ンベヤ２０からメインコンベヤ１０に受け渡す場合）を示す図である。
【図６】本発明の第２実施形態に係る基板搬送装置における、分岐コンベヤ２０のプレー
ト引渡部４０との分岐部分の構成を示す図である。
【符号の説明】
【００５６】
　Ｐ…ガラスプレート（基板）
　１…基板搬送装置
　１０…メインコンベヤ
　１２…エア浮上ユニット（支持手段）
　１５…コンベア部
　２０…分岐コンベヤ
　４０…プレート引渡部（基板受渡部）
　４１…アーム部
　４２…ヘッド部
　４３…モータ（駆動部）
　２００……フリーローラユニット（支持手段）
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